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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成23年7月28日(2011.7.28)

【公開番号】特開2010-2779(P2010-2779A)
【公開日】平成22年1月7日(2010.1.7)
【年通号数】公開・登録公報2010-001
【出願番号】特願2008-162577(P2008-162577)
【国際特許分類】
   Ｇ０２Ｂ  26/10     (2006.01)
   Ｂ４１Ｊ   2/44     (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ   1/113    (2006.01)
   Ｂ８１Ｂ   3/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０２Ｂ  26/10    １０４Ｚ
   Ｂ４１Ｊ   3/00    　　　Ｄ
   Ｈ０４Ｎ   1/04    １０４Ｚ
   Ｂ８１Ｂ   3/00    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成23年6月9日(2011.6.9)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入射したビーム光を反射するミラー部と、該ミラー部を支持する一対の梁が形成された
基板と、
　該基板の両端部を固定する固定部材と、
　前記基板上に設けられ、板波を発生させる振動源と、
　前記振動源を駆動する駆動回路とを有する光走査装置であって、
　前記駆動回路を制御し、前記振動源に板波を発生させ、前記振動源による合成板波の節
の位置を、前記梁から予め設定された許容距離内に位置させるように制御する制御手段と
、
を備えることを特徴とする光走査装置。
【請求項２】
　前記振動源は複数各々前記ミラー部を挟む前記基板上に設けられ、
　前記制御手段は、前記駆動回路による前記複数の振動源の少なくとも一方に印加する駆
動信号の位相を補正させることを特徴とする請求項１に記載の光走査装置。
【請求項３】
　前記ミラー部で反射したビーム光のスキャン対象物の近傍に設けられたビーム光検出手
段と、
　前記ビーム光検出手段で検出したビーム光強度が、予め設定された閾値以上であるか否
かを判定する判定手段とを備え、
　前記判定手段が前記ビーム光強度が予め設定された閾値未満であると判定される場合に
、前記制御手段は前記駆動回路を制御して、前記振動源による合成板波の前記節の位置を
修正することを特徴とする請求項１又は２に記載の光走査装置。
【請求項４】
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　前記スキャン対象物はレーザビームプリンタが有する感光ドラムであることを特徴とす
る請求項３に記載の光走査装置。
【請求項５】
　前記制御手段は前記駆動回路を制御し、前記振動源の振動周波数を微修正することで、
前記振動源からの板波の節の位置を、前記梁の位置から予め設定された許容距離内に位置
させるように制御することを特徴とする請求項１に記載の光走査装置。
【請求項６】
　前記ミラー部で反射したビーム光のスキャン対象物の近傍に設けられたビーム光検出手
段と、
　前記ビーム光検出手段で検出したビーム光強度が、予め設定された閾値以上であるか否
かを判定する判定手段とを備え、
　前記判定手段が前記ビーム光強度が予め設定された閾値未満であると判定される場合に
、前記制御手段は前記駆動回路を制御して、前記振動源による印加する駆動信号の周波数
を修正することを特徴とする請求項５に記載の光走査装置。
【請求項７】
　入射したビーム光を反射するミラー部と、該ミラー部を支持する一対の梁が形成された
基板と、
　該基板の両端部を固定する固定部材と、
　前記基板上に設けられ、板波を発生させる振動源と、
　前記振動源を駆動する駆動回路とを有する光走査装置の制御方法であって、
　前記駆動回路を制御し、前記振動源に板波を発生させ、前記振動源による合成板波の節
の位置を、前記梁から予め設定された許容距離内に位置させるように制御することを特徴
とする光走査装置の制御方法。
【請求項８】
　複数の振動源が前記ミラー部を挟む前記基板上に設けられ、その少なくとも一方に印加
する駆動信号の位相を補正させることを特徴とする請求項７に記載の光走査装置の制御方
法。
【請求項９】
　前記振動源の振動周波数を微修正することで、前記振動源からの板波の節の位置を、前
記梁の位置から予め設定された許容距離内に位置させることを特徴とする請求項７に記載
の光走査装置の制御方法。
【請求項１０】
　入射したビーム光を反射するミラー部と、該ミラー部を支持する一対の梁が形成された
基板と、
　該基板の一方の端部を固定する固定部材と、
　前記基板上に設けられ、板波を発生させる振動源と、
　該振動源を駆動する駆動回路とを有する光走査装置であって、
　前記基板は前記固定部材により前記ミラー部を挟んで両端部が固定されていることを特
徴とする光走査装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１６】
　かかる課題を解決するため、例えば本発明の光走査装置は以下の構成を備える。すなわ
ち、
　入射したビーム光を反射するミラー部と、該ミラー部を支持する一対の梁が形成された
基板と、
　該基板の両端部を固定する固定部材と、
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前記基板上に設けられ、板波を発生させる振動源と、
　前記振動源を駆動する駆動回路とを有する光走査装置であって、
　前記駆動回路を制御し、前記振動源に板波を発生させ、前記振動源による合成板波の節
の位置を、前記梁から予め設定された許容距離内に位置させるように制御する制御手段と
を備える。
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